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Intelligente Innovation

Schnelle Fehleranalyse mit garantierter
Genauigkeit und Wiederholbarkeit*

* Um die XY-Genauigkeit zu garantieren, bedarf es einer Kalibrierung, die von einem Servicetechniker von Evident durchgefiihrt werden muss.



Vielseitige Betrachtung - von
Makro zu Mikro

> Grol3e Auswahl an Objektiven fir die
optimale VergréBerung und Aufldsung
sowie den optimalen Arbeitsabstand je
nach Probe

> Codiertes Freiwinkel-Betrachtungssystem

Mehrere Mikroskopieverfahren
mit einem einzigen Klick — il BE

BB

> Schneller Wechsel zwischen Objektiven
und Mikroskopieverfahren auf
Knopfdruck

> Alle Mikroskopieverfahren bei allen
VergrolRerungen einsetzbar
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Zuverlassige Ergebnisse mit
garantierter Genauigkeit
und Prazision

> Genaue Messungen mit einem
telezentrischen optischen System

> Garantierte Genauigkeit und
Wiederholbarkeit bei allen
VergréRerungsstufen

Schnelle und einfache
Durchfuhrung umfassender
Messungen

> Dank der verbesserten
Analysefunktionen ist das DSX1000
Mikroskop ein leistungsstarkes und
vielseitiges Prifgerat.

» Schnellere Analysen mit erweiterten,
benutzerfreundlichen Funktionen




Vielseitige Betrachtung - von Makro zu Mikro

Schréaglicht-
beleuchtung
Betrachtung,

Untersuchung,

Mikroskopie,

Beobachtung

(£90°)

GroRer
VergroéRerungs-
bereich:
23X bis 8220X

Max. 66 mm
Arbeits-
abstand

rmimnnn

Tisch mit
Rotation
(£90°)

Mit der Scharfentiefe und einem langen Arbeitsabstand kénnen auch gréBere Objekte untersucht werden,
wahrend das Freiwinkel-Mikroskopsystem die Betrachtung des Objekts aus vielen Richtungen ermdglicht.



Losung fur die Herausforderungen bei der Prifung

Voruntersuchung und Analyse im Mikrometerbereich mit einem System

Friher wurde ein Mikroskop fur eine starke und geringe VergroRRerung fur die Durchfiihrung einer Prifung benétigt.
Austauschen der Proben zwischen den Mikroskopen war zeitaufwendig und erforderte viele Einstellungsanderungen.

DSX1000

- Bessere Objektive bieten
eine hohere Aufldsung

- GroRer Arbeitsabstand

- Hohe Scharfentiefe

- Schneller und einfacher
Objektivwechsel

DSX1000 Durchfiihren der gesamten Priifung mit einem bedienerfreundlichen System.

Bilder mit hoher Auflésung und starker VergréRBerung

Bei der Prifung ungleichméaRiger Proben ist
es wichtig, einen sicheren Abstand zwischen
dem Objektiv und der Probe einzuhalten, um
sie nicht zu beschadigen. Um Einzelheiten zu
erkennen muss die VergréBerung verringert
werden, aber dies fihrt normalerweise zu
einer schlechten Aufldsung.

Konventionelles Digitalmikroskop

d '. Digitalmikroskop DSX1000

)

DSX1000

Bilder von hoher Qualitat mit starker VergroRBerung und erweiterten Optiken.

Geringes Risiko die Probe zu beschadigen DSX1000

Wenn der Abstand zwischen Objektiv

und Probe zu kurz ist, kann dies auf : ﬂ _
die Probe fallen und moglicherweise 3 !

beschadigt werden. - i )

DSX1000 Betrachtung ungleichmaBiger Proben ohne sie zu beschadigen.




Objektivauswahl je nach Analyse

Dank einer Auswahl an 17 Objektiven, einschlieBlich einem sehr langen Arbeitsabstand und Optionen fir eine hohe numerische
Apertur, kénnen ganz unterschiedliche Bilder erhalten werden.

Fir weitere Informationen zu Objektiven
siehe Seiten 35 und 36.

Betrachtung des kompletten Bildes: dank eines 23X bis 8220X VergroRerungsbereichs

Problemloses Andern der VergréRerung fiir eine umfassende Analyse oder fiir eine detaillierte Betrachtung auf Knopfdruck.

23X 117X 587X




Geringes Risiko die Probe zu beschadigen

Das DSX1000 System bietet eine grof3e Scharfentiefe und einen langen Arbeitsabstand, sodass ungleichméaRige Proben mit
geringerem Schadensrisiko betrachtet werden kénnen.

SXLOB Serie

Hohe Auflésung und langer Arbeitsabstand mit nur einem Objektiv

Objektive, die eine hohe Auflésung und einen langen Arbeitsabstand kombinieren, ermdglichen die Analyse groRer, unebener Proben,
z. B. von Automobil- und Maschinenteilen, die in der Vergangenheit mit einem Lichtmikroskop nur schwer zu untersuchen waren.

XLOB Serie

AuBBergewo6hnliche Auflésung mit einer numerischen Apertur von 0,95

Das digitale DSX1000 Mikroskop profitiert von allen Vorteilen der optischen Mikroskopobjektive. Ihre chromatische Aberration
ermdglicht die Erkennung feiner Details in der Probe.

UIS2-Serie



Fir eine Probenbetrachtung aus verschiedenen
Winkeln

Schraglichtbeleuchtung (+ 90°)

Das euzentrische optische Design untersttitzt ein groRzligiges
Sehfeld, wenn das Stativ geneigt oder der Tisch gedreht ist,
wodurch die Probe aus verschiedenen Winkeln betrachtet
werden kann. Dank dieser Flexibilitat kann die Probe nicht nur
von oben betrachtet werden, sodass auch schwer erkennbare
Fehler auffindbar sind.

+45° +90°

Rotationsbetrachtung (+ 90°)

Der Tisch ist bis zu 90° drehbar, was fiir noch mehr Flexibilitat
bei der Probenbetrachtung sorgt.



Bilder mit zuverlassigen Informationen

Hochauflosende Live-Bilder

Dank der fortschrittlichen Bildsensortechnologie des Mikroskops kénnen hochwertige Probenbilder aufgenommen werden.
Der Global Shutter der Kamera belichtet den gesamten Bildpunkt gleichzeitig, um gleichmaRige Live-Bilder zu erzeugen,
auch wenn der Tisch bewegt wird. So kénnen Bilder schnell und einfach aufgenommen werden.

GleichmaRige Echtzeit-Bildgebung mit einer
schnellen Bildfrequenz von 60 fps

Die schnelle Bildfrequenz von 60 Frames pro Sekunde (fps)
des DSX1000 Mikroskops ermdglicht die Aufnahme scharfer
Bilder von sich bewegenden Proben.

Bildgebung mit hoher Auflésung fiir eine hohe Farbwiedergabe

Es konnen Bilder mit einer hohen Auflésung, einer hervorragenden Farbwiedergabe und einer kleinen DateigréRe im integrierten
3-CMOS-Kameramodus erhalten werden.

1 3CMOS 2 Verschieben zum rechten Bild
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Ohne 3CMOS-Modus Mit 3-CMOS-Modus
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Mit dem DSX1000 System kann die gleiche Bildqualitat erreicht werden, wie mit

einer Kamera mit drei Kameraplatten zur Bildaufzeichnung, nach Verschieben
der Sensorposition.

Acht-Achsen-Farbkorrektur

Farbige Bereiche sind in acht Achsen unterteilt, und die Farbe innerhalb jedes Bereichs wird unabhangig eingestellt. So besteht
die Flexibilitat, Rot zu verstarken oder Griin auf eine tiefere Farbe abzustimmen. Dieser Farbanpassungsalgorithmus sorgt fur
eine gute Farbwiedergabe.

Standard-Kamera Acht-Achsen-Farbkorrektur



See Your Samples in New Ways

Minimierung von Lichtreflexen

Der Adapter streut das Licht, um die Blendung zu
vermeiden und Schragen auf Proben wie zylindrischen
Metallflachen abzudunkeln.

Ohne Adapter Mit Adapter

Reflexionen aufheben

Bei Betrachtung einer Folienoberflache oder einer
Probe durch ein durchsichtiges Medium, wie Glas,
kann ein Teil der Oberflache sehr hell aussehen. Eine
optische Polarisationsplatte wird mit dem Adapter
eingesetzt, um Blendung zu verhindern.

Ohne Adapter Mit Adapter



Ein Klick zeigt die Probe in 3D

Schnelle Erfassung von 3D-Bildern, die mit einem herkdmmlichen Lichtmikroskop nicht aufgenommen werden kénnen.
Selbst wenn die Probe groRBe UnregelmaRigkeiten aufweist und ein Teil der Oberflache unscharf ist, kann auf Knopfdruck
ein vollstandig fokussiertes 3D-Bild aufgenommen werden.

-1796.466

Schnelles Erfassen von 2D/3D-Bildern mit automatischem Stitching

Erfassen von 2D/3D-Bildern Uber einen groBen Bereich mit einer Panoramaansicht. Es kdnnen eine Reihe von unscharfen Bildern
zusammengesetzt werden, um die Probe Uber das Sichtfeld des Mikroskops hinaus zu sehen.

Untersuchung der Materialien im Laufe der Zeit

Die Zeitrafferaufnahme zeichnet automatisch Bilder in voreingestellten Intervallen auf, sodass die Materialveranderungen im
Laufe der Zeit beobachtet werden kénnen.

10



Mehrere Mikroskopieverfahren mit einem einzigen Klick

Konsole

OLYMPUS

i

Das DSX1000 Mikroskop bietet flexible Einsatzmaglichkeiten, um den Workflow zu beschleunigen und zu vereinfachen.
Die Beleuchtung kann ganz einfach mit einem Drehschalter geandert werden, wahrend zwischen den sechs
Mikroskopieverfahren auf Knopfdruck umgeschaltet wird.

Bestes
Mikroskopieverfahren

Cancel

Die Multi-Preview-Funktion zeigt die Probe unter mehreren Mikroskopieverfahren an und erleichtert so die Erkennung
fehlerhafter Teile.

Verschiebbarer Objektivrevolver

T




Sofortiges Umschalten spart Zeit

Bei einem optischen Mikroskop kann der Objektivwechsel miihsam sein. Zudem werden einige Beleuchtungsmethoden
maglicherweise nicht unterstitzt. Beim Mikroskop DSX1000 erfolgt der Objektivwechsel schnell und einfach. Es stehen
sechs Mikroskopieverfahren zur Auswahl und mit einem einzigen Klick kann es gewechselt werden.

Konventionelle Systeme bieten nur ein oder zwei Mikroskopieverfahren, was die Erkennung in Proben einschrankt.
Das DSX1000 Mikroskop bietet sechs Beobachtungsmethoden, sodass das geeignete Verfahren je nach Anwendung
ausgewahlt werden kann.

Unterstitzte Mikroskopieverfahren von konventionellen digitalen Mikroskopen

Mikroskopieverfahren Mikroskopieverfahren | Mikroskopieverfahren
A B (@

ObjektivvergréBerung A = Nicht unterstutzt Nicht unterstltzt

ObjektivvergréBerung B~ Nicht unterstitzt Nicht unterstltzt

Nach dem schnellen und problemlosen Wechsel der Objektivvorrichtung wird die
VergroRBerung automatisch aktualisiert.

Es kann zwischen sechs verfiigharen Mikroskopieverfahren mit einem einzigen
Klick umgeschaltet werden.

DSX1000

12
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Bequemer Zugriff auf haufig verwendete Funktionen

Die multifunktionale Konsole ermdglicht eine schnelle und einfache Analyse. Durch die Anordnung der Betrachtungs- und
Bildaufnahmefunktionen auf der Konsole kann auf diese Funktionen einfach und ohne Maus zugegriffen werden. Mithilfe der
Konsole kénnen die Analysen schneller abgeschlossen und gleichzeitig Versdumnisse und Fehler vermieden werden.
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2D- oder 3D-Bilderfassung, Beleuchtungssteuerung
Stitching und Wechsel des Zoomeinstellung Fokuseinstellung
Bildverbesserungsfunktionen  Mikroskopieverfahrens

*--_-----_--------_-------—-_—-—------_—_—_-

Anordnung der Schaltflachen entsprechend des Workflows

Schneller Wechsel der Mikroskopieverfahren

Konventionelle digitale Mikroskope haben Einschrankungen bei der Verwendung der Beleuchtungsmethode mit einem bestimmten
Objektiv. Mit dem Digitalmikroskop DSX1000 kann auf Knopfdruck auf der Konsole zwischen sechs Mikroskopieverfahren
gewechselt werden.

| BF OBLIQUE DF MIX PO

Differenzieller
Hellfeld Schraglichtbeleuchtung Dunkelfeld MIX Polarisation Interferenzkontrast

Schnelle optische Anpassungen mit dem Beleuchtungsdrehknopf

Anstatt die Einstellungen mit der Maus vorzunehmen, lasst sich die Beleuchtung des Mikroskops DSX1000 ganz einfach durch
Drehen des Drehknopfes feinjustieren.

ant:
._.’\6 R, e i
= 223
HF: Koaxiale 0BQ: Einstellung der DIC: Einstellung des
Beleuchtung Beleuchtung Prismas



Auswahl des besten von 6 Mikroskopieverfahren

Sofortige Anzeige von Probenbildern, die mit 6 verschiedenen Mikroskopieverfahren erfasst wurden, mit nur einem Klick.
Das fur die Probe am besten geeignete Bild wird ausgewahlt und die Einstellungen werden automatisch so konfiguriert,
dass sie das Mikroskopieverfahren optimal einsetzen.

Best image
MIX

Adjust image
ALL MODES Shadow Contrast
OBLIGQUE DF
PO DIC

Registration

Cancel

Abruf zuvor verwendeter Mikroskopiebedingungen

Wahrend der Bildaufnahme speichert das System die Bedingungen, unter denen das Bild aufgenommen wurde. Diese Bedingungen
kénnen abgerufen werden, indem auf das Bild geklickt wird, sodass die Proben unter denselben Bedingungen und mit denselben
Einstellungen untersucht werden kénnen.

Probe A Probe A

Probe ahnlich
der Probe A

Probe ahnlich
der Probe A

Die Aufnahmebedingung wird
zu jedem Bild gespeichert. Mit
nur einem Klick kénnen diese
Bedingungen neu geladen werden.

Schneller Abruf der
Bildaufnahmebedingungen
fur eine effiziente Analyse.
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Integrierte Mikroskopieverfahren MIX (Hellfeld + Dunkelfeld)

Licht stammt von der Ringbeleuchtung des Objektivs

MIX (HF und DF), einfache Polarisation (PO), differenzieller Problemloses Erkennen von Kratzern und Fehlern
Interferenzkontrast (DIC) und kontrastverstarkende erfolgt durch die Kombination von Erkennung
Betrachtungsfunktionen. Diese Flexibilitit erméglicht jede mittels Dunkelfeld (DF) mit der Sichtbarkeit von

Hellfeld (HF), was bisher mit einem konventionellen

Prifaufgabe mit dem Mikroskop zu bewaltigen. Mikroskop schwierig aufzufinden war.

el
-
-
N -
B o
-

HE DF MIX
HF (Hellfeld) PO (Polarisation)

Geeignet fiir flache Proben Ausgelegt fiir polarisierende Proben

Auf einer verspiegelten Oberfldche sehen Kratzer Diese Methode wird durch zwei rechtwinkelig
auf der Oberfladche dunkel aus, wodurch sie ausgelegte Polarisationsfilter erméglicht, je nach
hervorstechen. den Polarisationseigenschaften der Probe.

v A ' i 47 Y A AR ]
-. Wt S B
OBQ (Schraglichtbeleuchtung) DIC (Differenzieller Interferenzkontrast)
Verbesserte Ansicht ungleichméaBiger Anzeige ungleichmaRiger, fremder Partikel,
Oberflachen Kratzer und anderer Fehler im Nanometerbereich
Dieses Verfahren verbessert die Anzeige einer Dieses Verfahren ermdglicht die Anzeige ungleichmaRiger
ungleichméRigen Oberflache, indem Licht nur aus Oberflachen im Nanometerbereich. Es eignet sich zur
einer Richtung eingestrahlt wird. Diese Methode Prufung von Wafern, Folien, LCD ACF und Glasoberflachen.

eignet sich flr ungleichméRige oder gewellte
Proben und Schnittspuren.

Bl

Geeignet fiir die Erkennung von Kratzern Hervorheben der Probenkontur

und ahnlichen Fehlern Dieses Verfahren verbessert den Kontrast durch
Gestreutes oder reflektiertes Licht wird schrig auf Verkleinern der Aperturblende des Elements,

die Probenoberfldche gestrahlt, um Staub, Kratzer was scharfe Bilder mit lebhaften Farben erzeugt.
und andere Objekte hervorzuheben. Staub und Helle Teile sehen heller aus und dunkle Teil sehen
Kratzer erscheinen hell im Sichtfeld. dunkler aus.




More Easily View Scratches with Differential Interference Contrast

Defekte wie Kratzer, die im Hellfeld nicht sichtbar sind, sind mit dem differenziellen Interferenzkontrast besser erkennbar.

HF: Unebenheiten der Oberflache sind nicht sichtbar. Kratzer, die durch Hellfeldmikroskopie nicht erkennbar
waren, sind nun erkennbar.

IC-Spitze

Bewertung des Stammes durch Polarisation

HF: Der Umfang des Stammes ist nicht erkennbar. Die Belastung der einzelnen Teile wird durch Kontrast und
Farbe entsprechend den Polarisationseigenschaften sichtbar.

Geformtes Kunststofferzeugnis
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Schnelles und einfaches Andern der VergréRerung

Bei einigen digitalen Mikroskopen muss das Objektiv ausgetauscht werden, um die VergréRerung einzustellen. Dies kostet
Zeit, da unter Umstanden jedes Mal das Kamerakabel entfernt und die Software erneut gestartet werden muss. Dabei kann es
vorkommen, dass das Objekt aus den Augen verschwindet, sodass die richtige Stelle wieder mihevoll gefunden werden muss.
Das DSX1000 Digitalmikroskop ermdéglicht einen einfachen und schnellen Wechsel der Vergré3erung vom Makro- zum
Mikrobereich, wodurch das Risiko, das Zielobjekt zu verlieren, minimiert wird.

Schnelle Anderung der VergréBerung mit einem

verschiebbaren Objektivrevolver =
Zwei Objektive kdnnen an der Zoomkopfeinheit gleichzeitig Vorderes Objektiv.  Hintere Position des Objektivs

YPOCUS ASSIST BAR

befestigt werden und schnell durch Verschieben der
VergréBerungsanderung ausgetauscht werden.

Objektivvorrichtung ist sofort austauschbar

Objektive lassen sich schnell wechseln, um so die beste
VergroRerung fur die Prifung zu finden. Werden Objektive
ersetzt, werden die Angaben von VergréBerung und Sehfeld Schnell verschiebbare Objektive fiir VergréRerungswechsel
automatisch aktualisiert.

Befestigungsvorrichtung von einem Objektiv Vorrichtung mit zwei Objektiven

- :

Objektivwechsel in einem Schritt

Schneller motorgesteuerter optischer Zoom
VergréBern und Verkleinern erfolgt lediglich durch das Drehen
des Einstellrads. Der optische Zoomkopf deckt einen breiten
VergréBerungsbereich mit einem einzigen Objektiv ab. Er ist
komplett motorgesteuert, wodurch haufige Fehler eliminiert
werden, die bei manueller Zoomeinstellung auftreten kdnnen.

gl —

Ein einziges Objektiv unterstiitzt einen Zoomfaktor von bis zu 10X.

T I S

¢




VergroRRern eines bestimmten Bereichs mit ROI-Zoom

Position und GréRe des Bereichs angeben, der bei der Betrachtung eines Live-Bildes vergrof3ert werden soll und einfach Bereich
vergroBern. Durch die Angabe des Bereichs kann sich dem Messpunkt schnell angendhert werden.

I i | H, ARG _.'-IH ol Wl ‘|>\:n‘\ } R i |i 'i h | i'J I3 | | l, U A
: 1& LY !' NG ) AT S AR ™ 1 AL L Y fm ilh 0 IR
Wenn dieser Bereich auf den ganzen Bildschirm vergroRert werden soll, muss der gelbe Rahmen verschoben und darauf geklickt
werden. Der motorgesteuerte Tisch und die Zoom-Funktion arbeiten dann zusammen, um die Einstellungen vorzunehmen.

Die Ubersicht behalten: Immer genau wissen, wo man sich auf der Probe befindet

Das System zeigt den Bereich, der gerade betrachtet wird, auf dem gesamten Bild - auch im Zoom-Modus - an, damit die
Ubersicht nicht verloren wird.

o Tkt
P U
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Zuverlassige Ergebnisse mit garantierter Genauigkeit und
Prazision

Das telezentrische optische System des Mikroskops ermdglicht sehr prazise Messungen, und die garantierte Genauigkeit
und Prazision geben die Gewissheit, dass die Ergebnisse stimmen.

* Um die XY-Genauigkeit zu garantieren, bedarf es einer Kalibrierung, die von einem Servicetechniker von Evident durchgefiihrt werden muss



Garantierte Messprazision

Zuverlassige Messungen

Die Prazision vieler Digitalmikroskope und optischer Mikroskope ist nicht garantiert.

DSX1000 System mit Messgenauigkeit

Viele Mikroskope bieten kein Kalibrierungszertifikat

HHHHH

10 pm

Praziser Wert

DSX1000 Es werden zuverlassige Messergebnisse mit garantierter Messprazision erhalten.

Kalibrierung vor Ort

Auch wenn die Messprézision des Mikroskops zum Zeitpunkt der Lieferung garantiert war, kdnnen die Ergebnisse nach der
Installation Ungenauigkeiten aufweisen.

Ublicherweise gibt es kein Kalibrierzertifikat DSX1000 System mit Kalibrierzertifikat

DSX1000 Zuverlassige Messung mit einer Kalibrierung vor Ort.

20
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Hochprazise Messungen

Bei der Bilddarstellung hoher Proben mit einem herkdmmlichen Mikroskop kann es zu einem Konvergenzeffekt kommen, bei
dem die GroRe des Objekts je nach Fokuspunkt unterschiedlich erscheint. Dieser Effekt erschwert die Durchfiihrung genauer
Messungen. Die telezentrische Optik des DSX1000 Systems eliminiert diesen Effekt, um eine bessere Messgenauigkeit zu erzielen.

Konventionelle digitale Mikroskopie Digitales DSX1000 Mikroskop

Nicht telezentrisches optisches System Telezentrisches optisches System

Die GroRe ist zwischen der rechten und linken

Die GroRe ist zwischen der rechten und linken
Kante in einem Sehfeld unterschiedlich. Kante in einem Sehfeld gleichbleibend.

Was ist ein telezentrisches optisches System?

Telezentrische Objektive haben in der Mitte sowie an den Kanten des Bildes im Sehfeld die gleiche Helligkeit. Auch
beim nach oben und unten Bewegen der Probe, bei der Fokuseinstellung, wird mit den telezentrischen Objektiven
die Bildgrofe (VergroRerung) beibehalten. Dieses optische System ermdglicht das Erfassen eines Bildes einer
kompletten Probe, mit der Oberflache nach oben weisend, was die Messprazision erhoht.

Nicht telezentrisches optisches System ) Telezentrisches optisches System

Beim Messen des Abstands zwischen zwei Punkten in den Bildern The measurement result is the same between the images above and
Uber- und unterhalb des Fokus, konnen Ergebnisse abweichen. below focus. unterhalb des Fokus das gleiche.

! Normale Objektive Telezentrisches Objektiv

s U
Lol B
Adim dim ==

Mit einem normalen Objektiv Mit einem telezentrischen
kann die Zielstelle teilweise durch  Objektiv wird die Zielstelle nicht
Unebenheiten verdeckt bleiben. durch Unebenheiten verdeckt.

unterschiedlich grof. bleibt die gleiche.

Unterhalb des Fokus



Genauigkeit und Wiederholbarkeit

Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit sind bei
allen VergroRerungsstufen garantiert, sodass die
Messergebnisse zuverlassig sind.

Wiederholbarkeit

. Wiederholbarkeit
und Genauigkeit

F—=

v
Messobjekt:[1,00Jmm Standard-Skala

Messrate Messergebnisse

~
1,0mm
1,02 mm
0,99 mm /
1,01 mm
1,0 mm Genauigkeit
1,0 mm
0,99 mm

N o v s W N -

Messrate Mittelwert

7 1,00mm —————

*Fur die Erteilung von Zertifikaten muss die Kalibrierung von geschultem Kundendienstpersonal von Evident vorgenommen werden.
+Evident stellt das Justierzertifikat aus.

Garantierte Messleistung in der Arbeitsumgebung

Beim Kauf eines DSX1000 Systems wird die Kalibrierung Verschiedene Zertifizierungen
von einem Techniker bei Ihnen vor Ort durchgefihrt,
um den gleichen Préazisionsgrad zu gewahrleisten, mit - st

dem es vom Werk ausgeliefert wurde.

DEX1090 Tracaatibts Suntars
Galibeation Corsficte

b Sancdard Calfbration Certilicate

Prazise Messungen beibehalten

Um Schwankungen der
Messprazision zu reduzieren,
die Objektive und die
Zoomverhaltnisse kalibriert
werden. Normalerweise ist dies
ein zeitaufwendiges Verfahren,
doch dank der automatischen
Kalibrierfunktion kénnen die
Kalibriereinstellungen schnell
und einfach erfolgen.

KalibrierungsmafRstab
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Schnelle und einfache Durchfiihrung umfassender Messungen

Die intuitive Software des Mikroskops verfligt Uber eine ganze Reihe leistungsstarker, einfach zu bedienender Analysefunktionen,
die die Qualitat und Geschwindigkeit von Prifungen verbessern. Die Datenerfassungs- und Analysesoftware sind getrennt, sodass
das Bild bereits wahrend der Aufnahme analysiert werden kann. Die Verwendung von zwei Monitoren erhdht die Effizienz weiter.

7

1 | Specify the measurement line

Line type Aupdiliary toots

Y

2  Measure

Measuring function | Auwdliary tools

r-d

Create report

Erweiterte Messfunktionen
DSX1000 Software

Profilmessung, Oberflachenrauheit und andere Eigenschaften kénnen sehr genau gemessen werden.
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Erweiterte Funktionen vereinfachen die Analyse

Profilmessung mit einem Klick
Profilmessung

Mit der Funktion Profilmessung wird das Oberflachenprofil angezeigt, indem in einem Bild an der zu messenden Position eine
beliebige Messlinie gezeichnet wird. Sie misst auch den Abstand zwischen zwei beliebigen Punkten, Breiten, Querschnittsflachen
und Radien. Im Gegensatz zu taktilen Messgeraten ist die Einstellung der Messpositionen einfach. Die Messlinien und -punkte
auf dem Bild kénnen Uberpruft werden, sodass selbst eine sehr kleine Position genau gemessen werden kann.

Automatisches Extrahieren von Merkmalspunkten
Hilfstool fur die Profilerstellung

Die gewuinschte Messlinie kann durch Angabe des Maximum- und Minimumpunktes an der vorgegebenen Stelle, dem Schnittpunkt
zweier Linien, dem Zentrum eines Zylinders oder dem Mittelpunkt einer Kugel, festgelegt werden. Wenn eine Stelle in den erfassten
Daten festgelegt wird, kdnnen Merkmalspunkte automatisch entsprechend den vorgegebenen Bedingungen extrahiert werden,
sodass sich bedienerbedingte Unterschiede verringern lassen.

=H - -'\ / '«, &

Point Line 3 points Midpoint Max.

Min. Sphere Cylinder Plane Intersect. Streak

Automatisches Extrahieren von Merkmalspunkten
Hilfstool fiir die Messung

Der zu messende Punkt kann anhand des hdchsten, des tiefsten, des mittleren Punktes und/oder von Mittelwertpunkten korrekt
angegeben werden. Sobald die Messposition festgelegt ist, werden die Messdaten automatisch erfasst.

Messung des H6henunterschieds
zwischen dem héchsten und
dem niedrigsten Punkt in einem
Oberflachenprofil
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Vergleich der Hohe mit einer Bezugsebene
Messung der Stufenhéhe

Durch die Angabe der Hohenreferenzposition und der
Messposition, die als Vergleichsziel in den erfassten Daten
verwendet werden, kénnen die maximalen, minimalen

und durchschnittlichen Stufendifferenzen zwischen der
Referenz- und der Messposition quantifiziert werden. Die
angegebenen Stellen kdnnen gespeichert und spater geladen
werden. Daher eignet sich diese Funktion zur Durchfiihrung
wiederholter Messungen.

Visuelle und quantitative Bestatigung der Unterschiede in den Daten Ve B . O e sl
. i Analysis image
Messung des Unterschieds -

Unterschiede, z. B. die Beurteilung ,bestanden” oder
LNicht bestanden”, Unterschiede in der Form (H6he)

vor und nach der Abnutzung, in der Oberflache und im
Volumen kénnen visuell und quantitativ bestatigt werden.
Mit nur einem einzigen Klick kann die Position zwischen
XYZ® Daten ausgerichtet und so die Unterschiede in den
Oberflachenformen leicht analysiert werden.

Messung der Oberflachenrauheit
Die abgebildete Oberflachenbeschaffenheit ist durch eine
quantitative Rauheitsmessung der Linien und Oberflache,

mittels Ra- und Rz-Parametern, leicht zu erkennen.

Analysis parameter

Sgq 401406 [um S5k -0.089
Sku 1.363 3p 511.759 [um]
v 746,314 fum 3= 1258.073 [um)]
Sa 368.356 [um

Spezialisierte Analyse

Mit der PRECiV Bild- und Messsoftware integrierbar

Daten, die mit einem DSX1000 Mikroskop aufgenommen wurden, kdnnen mit der optionalen PRECiV Bildanalysesoftware fur
spezielle Anwendungen einfach angezeigt und analysiert werden.




Particle Distribution (Partikelverteilung)

Die Messung der physikalischen Eigenschaften von Partikeln ist eine haufige Aufgabe in vielen Branchen und oft ein kritischer Parameter bei der
Herstellung vieler Produkte. Die Partikelverteilungslosung klassifiziert Partikelparameter auf der Grundlage ihrer Morphologie, einschlieRlich
Merkmalen wie GroRe, Durchmesser, Fldche, Farbe und Dehnung, und erstellt eine grafische Darstellung der Verteilung. Firr Bins einer Klasse

kénnen Farbcodes definiert werden, um die Interpretation der Ergebnisse zu erleichtern.

Hauptmerkmale

- Bestimmung der Partikelzahl in
einem oder mehreren Bildern
(motorgesteuerte Losung)

- Klassifizierung nach einem
morphologischen Parameter, der
aus einer Vielzahl von Méglichkeiten
ausgewdhlt werden kann

- Codierung und Validierung der
Ergebnisse entsprechend den vom
Anwender verwendeten Normen

Typische Anwendungen

- Reaktivitat der Aufldsungsrate
(z. B. Katalysator, Tabletten)
- Stabilitdt in Suspension
(z. B. Sedimente, Farben)
- Wirksamkeit der Abgabe
(z. B. Asthma-Inhalatoren)
- Textur und Haptik
(z. B. Lebensmittelzutaten)
- Erscheinungsbild (z. B.
Pulverbeschichtungen und Tinten)

Partikelverteilung
(Extrahierte Partikel auf einem
Membranfilter)

Beurteilung der Kugelgrafitbildung
Diese Losung bewertet automatisch die Kugelgraphitbildung und den Graphitgehalt in Gusseisenproben (Gusseisen mit Vermiculargraphit
und Kugelgraphit). Form, Verteilung und GréRe der Graphitteilchen werden nach den Normen/Standards EN ISO 945-1:2018, ASTM A247-17,

JIS G 5502:2001, KS D 4302:2006, GB/T 9441-2009, ISO 16112:2017, JIS G 5505:2013, NF A04-197:2017 und ASTM E2567-16a (nur fir die
Kugelgraphitbildung) klassifiziert. Diese Losung hilft auch bei der Bestimmung des Ferrit-Perlit-Verhaltnisses in Gusseisenquerschnitten.

g STTTe
Hauptmerkmale Typische Anwendungen .: .
- Messung sowohl des Ferrit-Perlit- - Alle Gusseisenproben (Metallteile, e < . .‘ e .
Verhéltnisses (an geétzten Proben) die eine hohe Festigkeit, it ‘e ] -
als auch der Grafitverteilung GieRbarkeit usw. erfordern.) L . . . P
(an nicht geatzten Proben) - - L
- Messung der Vermicular- & é o : B
graphitverteilung mit L | =X AL s

Standarddiagrammen
- Auswahl aus mehreren Normen

Schichtdickenmessung

Software-Lésung ,Gusseisen"
(Duktiles Gusseisen mit Kugelgrafit)

.. . T o
& Q‘bt_-l"..

- 4 - -

Misst Schichtdicken entweder lotrecht zu neutralen Fasern, Giber den kiirzesten Abstand oder mit einer parallelen Methode. Benutzer kénnen
jetzt Schichten mit geraden oder ungeraden Grenzen messen. Die Software zur Schichtdickenmessung berechnet Mittel-, Maximal- und

Minimalwert sowie statistische Daten fir jede Schicht. Schichtgrenzen kénnen mit automatischer Erkennung, Zauberstab oder im manuellen
Modus festgelegt werden. Einzelne Messungen kdnnen spater hinzugefligt oder geldscht werden.

Hauptmerkmale

- Auswahl verschiedener Phasen
mithilfe des automatischen, des
Zauberstab- und des manuellen
Messmodus

- Die automatische Schichtmessung
wird mit der neutralen Faser als
Referenzschicht durchgefiihrt.

- Flexible Auswahl mehrerer Punkte
oder Zwischenabstande

Typische Anwendungen

- CVD, PVD, Plasmaspritzbeschichtungen

- Durch anodische Oxidation hergestellte
Beschichtungen

- Chemische und galvanische
Abscheidungen

- Polymere, Farben und Lacke

Software-Losung Schichtdicke
(Querschnitt einer Probe mit Anstrich und Grundierung auf Stahl)
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Automatisierte Funktionen vereinfachen den Workflow

Die einfache automatische Mehrpunkt-Erfassung und -Messung des DSX1000 Mikroskops erhoht die Effizienz von Analysen vom

Anfang bis zum Ende.

1. Eingabe und Bearbeitung von Punkten fur die Mehrpunkt-Erfassung mit einer CSV-Datei

Unter Verwendung der Funktion zur beweglichen Bildaufnahme wird die in einer CSV-Datei registrierte Positionen automatisch
erfasst. Bei einigen Mikroskopen muss jeder Punkt separat aufgenommen werden, mit dem DSX1000 System hingegen kann
dieser Prozess automatisiert werden, was Zeit spart.

Advanced acquisition X
Algrment | Stage coondinates | Traveling acauisition

~0% 0
-
M Base axis (2 points) and vertical axis (1 point)

Base avis

@ xaxiz @Y mis

Coardinate XY point

Ausrichtung

juisition

Mo Hesordne ¥ eomdinn Mo
1 100 100 | =]
2 160 100 fom
il 20 100 Jom
4 |mo 300 I
5 a0 100 =]
6|0 100 Jen
T |wo o Jon
8|0 o Jon
Matri 9 |mo B Jen
Base point 0|0 8 Jon
. 1[50 ] fon
a L 12|10 a0 fow
Matri | Ix | Is 13 |wo 100 fen
T " 14 |30 |00 | (<]
Pk 1 |2 B Jobm 15 aoo -100 lom

Tischkoordinate in einer CSV-Datei

2. Abruf der Einstellungen einer Prifung

Die Bedingungen, unter denen ein beliebiges Bild aufgenommen wurde, kdnnen mit einem Klick abgerufen und so wiederholte
Prifungen mit den selben Bedingungen und Einstellungen durchgefihrt werden.

Die Aufnahmebedingung wird zu

jedem Bild gespeichert. Mit nur einem )

Klick kénnen diese Bedingungen neu
geladen werden.

Die Aufnahmebedingung wird
zu jedem Bild gespeichert. Mit
nur einem Klick kénnen diese
Bedingungen neu geladen werden.

Advanced acquisition X
Abgeaent | Stage cocedinates | Travelng acquisitien
Mawe 1o Z escape position
2 escape distance 10000 pm

4| Execute AF on each acquasstion
< Perform measurement after acquisition

()

+IEnable auto save

Hions o R p
window.

)

()

Bewegliche Bildaufnahme



3. Automatische Erfassung von Bildern an mehreren registrierten Punkten

Der motorgesteuerte Tisch bewegt sich automatisch zu jedem registrierten Punkt und nimmt ein 2D- oder 3D-Bild auf.
Es kann mit der Analyse begonnen werden, wahrend die Bilder erfasst werden.

4. Direkte Zusammenfassung der Messergebnisse in einem Bericht auf der Grundlage einer
vordefinierten Vorlage

Mit der Analysevorlage konnen alle Vorgange und Verfahren, die in einem Bericht enthalten sind, als Vorlage gespeichert werden.
Die Verwendung der Vorlage bei der Wiederholung derselben Messungen tragt dazu bei, dass von verschiedenen Benutzern
ausgearbeitete Analyseberichte einheitlich sind.

[*Seemicanductar | ] *Samicanductor_] o (3
Front page | Messurement condibon | Auto edge messurement [+ Mok M Front page | Measurement condition | Auta edge measurement [+] LEE NN

Repon Title Repon Titlke

Durchfithrung der Prifung und Aufnahme von Ausgabe des Berichts und Speichern der Vorlage Direkte Erstellung eines Berichts auf der Grundlage
Messungen der Vorlage
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Halbleiter/Elektronik
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Wafer-Verdrahtung
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Querschnitt eines
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Querschnitt der Platine
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Koaxialkabel Steckerstifte




Automobil/Metall

Fahrzeugspule

Querschnitt eines Motorventils

Geschossklemme

‘x‘ i :
Korrosion von Kfz-Sicherungen

C L

9

Kfz-Relais

30



31

Material/Chemie

Gold-Beschichtung Pragung




Andere Analyseanwendungen

.

Solarzelle Gummidichtung




Digitale Mikroskope der Serie DSX1000

Modell Einstiegsmodell Modell mit schwenkbarem Stativ Modell mit hoher Aufldsung High-End-Modell

~ 3
= ‘Q\
=

"3

E N

-

) ’ ’ o Analyse verschiedener
Modellbeschreibung Grundlegende Funkt.|oner.1 Geelg?eF zur Analyse von Erweiterte Analyse r11|t Bildern Probenarten mittels mehrerer
und Bedienerfreundlichkeit unregelméRig geformten Proben von hoher Auflésung ) .
Mikroskopieverfahren
Standard Mikroskop mo- UinerfaI-.Zoomkgpf
Ausstattung torgesteuerter Pltc r.flefereknnteIIel;
ATl nterferenzkontras
g *Scharfentiefe D i i
*3-CMOS-Modus mit
hoher Auflésung
Standard-Zoomkopf ( ( D
Mikroskopieverfahren
HF :Hellfield
DF :Dunkelfeld
OB :Schraglichtbeleuchtung o o o o
MIX :MIX
POL :Polarisiertes Licht
Schwenkbares Stativ (+ 90°) D . D .
Mikroskop-stativ
Aufrechtes Stativ [ ] D [ l:l
Motorgesteuerter XY-Tisch mit Rotation
(£90°) D L
Tisch Motorgesteuerter Kreuztisch D ([ ) [ ) D
Manueller XY-Tisch [ ) D
Konsole D o o (
Software Anwendungssoftware Profilmessung, Differenzmessung, Stufenhéhenmessung, Fldchen-/Volumenmessung, Linienrauheitsmessung, Flachenrauheitsmessung, Histogrammanalyse

KalibrierungsmaRstab
Sonstiges [ ] [ ] ([ (

PC-Steuerung/Anzeigemonitor

Option Durchlicht D D D D
Diffusionsadapter D D D D
Adapter
Eliminieren des Reflexionsadapters D D D D
Automatische Kantenmessung D D D D
Partikelanalyse D D I:l I:l
Softw: Analyse des Oberflachenwinkels von
o Kugeln/zylindern D D D D
Unterstitzung beim gesamten
Experiment* D D D I:I
(Funktion zur Analyse vieler Daten)
Sonstiges Koffer fiir Objektive und Tisch D D D D

® :Standard [J: Option

CLMIPUS

633
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600




Systemuberblick

Universal zoom head
DSX10-UzH

Objective

Super long working
distance objective lens
DSX10-SXLOB1X
DSX10-SXLOB10X

=y

Super long working
distance objective lens
DSX10-SXLOB3X

Standard zoom head
4 DSX10-SZH

Lens attachment

@ for XLOB

(Two pieces as one set]

DSX10-LAXL

Long working
distance objective lens
DSX10-XLOB3X
DSX10-XLOB10X
DSX10-XLOB20X
DSX10-XLOB40X

=

=———y

Polarized illumination adaptor
for DSX10-SXLOBX
DSX10-POAD

for DSX10-SXLOB1X/10X
DSX10-DIAD1X10X

Diffused illumination adaptor

=

Diffused illumination adaptor
for DSX10-SXLOB3X
DSX10-DIAD3X

: Stage
1
1
: E Adaptor for manual stage
Rotatable motorized Motorized XY stage DSX10-MSTAD
, L] XYstage L] DSX10-MTS
1 DSX10-RMTS
1 Manual stage
: U-SIC4R2
1
1
1
1
1
1 Wafer holder plate
! | U-wHP2
1
1
1
, ”“ Rotatable wafer holder
' %A BH2-WHR43
1
1
1
1
e
R el e e e -
Microscope
frame
Tilting frame [ Upright frame
DSX10-TF DSX10-UF

Lens attachment for UIS

E = (Three pieces as one set)
)

DSX10-LAUIS
Adapter

UIS2 objective lens = BD-M-AD
MPLFLN5XBDP
MPLFLN10XBDP
MPLFLN20XBDP UIS2 objective lens
MPLFLN50XBDP MPLAPONS0X
LMPLFLN10XBD MPLFLN1.25X
LMPLFLN20XBD MPLFLN2.5X
LMPLFLN50XBD

—

=

Storage case
DSX10-LC
(Three pieces of lens attachments)

Stage plate
| U-MSSP4

Control box

Cotrol box
DSX10-CB

—
—

Calibration sample
DSX-CALS-HR

LED transmitted light illuminator
DSX10-ILT

Console
DSX10-CSL

L =D

.

Basic software
DSX10-BSW-2

(Optional software)

Edge detecting measurement software
DSX10-ASW-EDM, OLS50-S-ED

Particle analysis software

DSX10-ASW-PAM, OLS50-S-PA
Sphere/cylinder surface angle analysis software
OLS50-S-SA

Experimental total assist software
OLS51-S-ETA
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Objektive

Objektive mit extrem

grof3em Arbeitsabstand

@ Grol3er Arbeitsabstand zwischen
Probe und Objektiv

Objektiv mit langem Arbeitsabstand

und hoher Auflésung
®Hohe Auflésung und
groler Arbeitsabstand

Hochleistungsfahiges Objektiv mit hoher
numerischer Apertur

®Hohe Leistung im Nanometerbereich

VergroRerung auf Monitor 20X

Objektivmodell

DSX10-SXLOB1X

DSX10-SXLOB3X

DSX10-SXLOB10X

DSX10-XLOB3X

DSX10-XLOB10X

DSX10-XLOB20X

DSX10-XLOB40X

MPLFLN1.25X

MPLFLN2.5X

MPLFLN5XBDP

MPLFLN10XBDP

MPLFLN20XBDP

MPLFLN50XBDP

MPLAPON50X

LMPLFLN10XBD

LMPLFLN20XBD

LMPLFLN50XBD

40X 100X 200X

23-164X

49-493X

_
_
C

26-206X
82-822X




500X 1000X 3000X 6000X 9000X

Hew i
(mm)

51,7 0,03 19.200 - 2.740

- 66,1 0,09 9.100-910
164-1644X 411 0,20 2.740 - 270
- 30,0 0,09 9.100-910
30,0 0,30 2.740 - 270
35 0,04 17.100 - 2.190
. 10,7 0,08 10.200 - 1.100
_ 12,0 0,15 5.480 - 550

*Die VergréRerung basiert auf einem 27-Zoll-Monitor.

*Das DSX10-SXLOB1, 3, 10X und das DSX10-XLOB3X unterstitzen das PO-Mikroskopieverfahren nicht.
*Das MPLAPONS50X unterstitzt kein Dunkelfeld (DF) und keine gemischte Betrachtungen.

*Das MPLFLN1.25, 2.5X unterstutzt Hellfeld (HF) und Schraglichtbeleuchtung (OBQ).

*Bei einem Bildseitenverhaltnis von 1:1 diagonal (mit werkseitigem Standardwert).

Unser Objektivverarbeitungssystem Unser erweitertes Technikentwicklungsprogramm
fuhrt zur Medaille am Gelben Band (japanische

Es wurde ein automatisiertes Objektivverarbeitungssystem entwickelt, Ehrenmedaille

um die Optik von hochster Qualitat zu ermoglichen. Dadurch kénnen 2018 wurde uns die Medaille am Gelben Band (japanische Ehrenmedaille)
wir nun hochprézise Linsen mit einer Feinheit von 1/10.000 mm fir die Entwicklung einer erweiterten Methode mittels eines Objektivs zur
bearbeiten. Bearbeitung mit einer Prazision von bis zu 2 ym verliehen. Im Rahmen

des Programms weihten erfahrene Ingenieure jlingere Ingenieure in die
Kunst und Wissenschaft der Linsenherstellung ein.
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Technische Angaben

Technische Angaben zur Haupteinheit

DSX10-SZH DSX10-UZH
Optisches System Telezentrisches optisches System
Zoom-Verhaltnis 10X (motorgesteuert)
Zoom-VergroRerungsmethode Motorgesteuert
Kalibrierung Automatisiert
. - . Schnell austauschbare codierte Objektivvorrichtung, automatisch
SoypsttIZ:es Objektivvorrichtung Aktualisierung der Angaben von VergroBerung und Sehfeld
Maximale Gesamtvergrél3erung (auf einem 27-Zoll-Monitor) 8,220X
Arbeitsabstand 66,1-0,35 mm
Genauigkeit und Genauigkeit"! +3%
Wiederholbarkeit (X-Y-Ebene) | Wiederholbarkeit 30, , 2%
Wiederholprézision (z-Achse)? | Wiederholbarkeit o, , 1pm
Bildsensor 1/1,2Zoll, 2,35 Mio. Pixel Farb-CMOS
Kthlung Peltier-Kiihlung
Kamera Bildfrequenz 60 F/s (max.)
Normal 1,200 % 1,200 (1:1) /1,600 x 1,200 (4:3)
Fein Nicht verfiigbar 1,200 x 1,200 (1: 1)/ 1,600 x 1,200 (4: 3)
Sehr fein Nicht verfiigbar 3,600 x 3,600 (1: 1)/ 4,800 x 3,600 (4: 3)
Beleuchtung Farblichtquelle LED
Lebensdauer 60000 Stunden (Designwert)
HF (Hellfeld) Standard
0BQ (Schréglichtbeleuchtung) Standard
Standard
DF (Dunkelfeld) LED-Ringbeleuchtung in vier Bereiche aufgeteilt
Standard
Mikroskopie MIX (Hellfeld + Dunkelfeld) Gleichzeitige Betrachtung mit HF + DF
PO (Polarisation) Standard
DIC (Differenzieller Interferenzkontrast) Nicht verfiigbar | Standard
Kontrast Standard
Scharfentiefe Nicht verfiigbar | Standard
Durchlicht Standard™
Scharfeinstel- | Fokussierung Motorgesteuert
lung Hub 101 mm (motorgesteuert)

*1 Kalibrierung durch einen Servicetechniker von Evident oder dem Héndler erforderlich. Um die Genauigkeit von XY zu garantieren, ist die Kalibrierung mit DSX-CALS-HR (Kalibrierprobe) erforderlich.

*2 Mit einem Objektiv fiir 20X oder héher. *3 Optionale DSX10-ILT erforderlich.

Objektiv DSX10-SXLOB DSX10-XLOB UIS2
Maximale Probenhohe 50 mm 115 mm 145 mm
Max. Probenhdhe 50 mm
(Freiwinkel-Betrachtung)

Objektiv Parfokalabstand 140 mm 75 mm 45 mm
Objektivvorrichtung Integriert im Objektiv Verfligbar
GesamtvergroBerung (auf einem 27-Zoll-Monitor) 23x 49x 26*-8220x
Tatséchliches Sehfeld 19,200 um-270 pm 9,100 pm-70 pm 17,100 pm-50 pm

Adapter Diffusionsadapter (Option) Verfugbar Nicht verfiighar
Eliminieren des Reflexionsadapters (Option) Verfligbar Nicht verfiighar

t(;t:]j:ktivvorrich- Anzahl Objektive, die befestigt werden kdnnen: max. 1 Ob\j/ikrf'ii\::r(](t)ubrj;zl;tiv besitzt max. 2 Objektive

Objektivaufbewahrung Drei Objektivvorrichtungen kdnnen verstaut werden.

*4 GesamtvergroBerung mit MPLFLN1.25X

Tisch DSX10-RMTS DSX10-MTS U-SIC4R2

XY-Tisch: motorgesteuert/manuell Motorgesteuert (mit Rotationsfunktion) Motorgesteuert Manuell

b Roatonsauamathares : 50 50 100100 mm 100105 mm
Tisch Rotationswinkel HuAbautomatikn?odus F220° Nicht verfuigbar

Rotationsautomatikmodus : + 90°
Anzeigerotationswinkel Benutzerschnittstelle Nicht verfiigbar
Belastung 5kg 1kg
Stativ DSX-UF DSX-TF Bildschirm 27-Zoll-Flachbildschirm
Z-Achsen-Hub 50 mm (manuell) Auflésung 1920 (H) x 1080 (V)
Betrachtung mit Schwenkwinkeln Nicht verfuigbar +90°

Schwenkwinkelanzeige

Nicht verfiighar Benutzerschnittstelle

Schwenkwinkelmethode

Nicht verfiighar Manuell, Fixier-/Einstellhebel

Gesamtsystem

System mit aufrechtem Stativ

System mit schwenkbarem Stativ

Gewicht (Stativ, Objektiv, motorgesteuerter Tisch, Anzeige und Konsole)

43,7kg

46,7kg

Leistungsaufnahme

100-120 V/220-240V, 1,1/ 0,54 A, 50/60 Hz




Anwendungsspezifische Losungen

Mehr Prifmaéglichkeiten

Das DSX1000 Digitalmikroskop eignet sich Dank seiner Prazision und Bedienerfreundlichkeit flr viele industrielle Prifungen und
seine Anpassungsoptionen bieten noch mehr Flexibilitat. Prifungen sind selten Standard, und ein benutzerspezifisches DSX1000
Mikroskop bietet die Funktionen, je nach Anwendung und Workflow.

Uber den Standard heraus

* GroBere Tische fiir groBe und schwere Proben
* Mehr Platz fur groBe Proben, ohne dass die Bildqualitat leidet
+ Zusatzliche Mikroskopieverfahren, wie Fluoreszenz

+ Und viele andere benutzerspezifische Optionen

To learn how DSX1000 customized solutions can help you, get in touch:

www.olympus-ims.com/contact-us
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EVIDENT

EvidentScientific.com

Evident Corporation
Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokio 163-0910, Japan

EVIDENT CORPORATION ist nach ISO 14001 zertifiziert. Evident Corporation ist nach IS09001 zertifiziert.

Alle Unternehmens- und ichnungen sind Marken oder Marken der jeweiligen Eigentimer.
Die in dieser Broschiire beschriebenen Leistungsmerkmale und sonstigen Werte beruhen auf den Bewertungen von
Evident im Oktober 2023 und kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.

Die Informationen in dieser Broschiire, einschlieBlich der garantierten Genauigkeit, stiitzen sich auf die von Evident
festgelegten Bedingungen. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch.

Die Bilder auf den PC-Bildschirmen sind simuliert.

Der Hersteller behalt sich Anderungen der technischen Daten und des Designs ohne Vorankiindigung oder
Verpflichtung vor.

N8601454-092023



